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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成28年3月17日(2016.3.17)

【公開番号】特開2014-154854(P2014-154854A)
【公開日】平成26年8月25日(2014.8.25)
【年通号数】公開・登録公報2014-045
【出願番号】特願2013-26156(P2013-26156)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/302    １０１Ｇ
   Ｈ０１Ｌ   21/302    １０１Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成28年1月28日(2016.1.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項５】
　請求項２において、
　前記モジュール検査装置は、
　該モジュール検査装置を操作するための操作盤を設置するためのフレームを備え、
　該フレームの上に前記搬送室が設置されており、
　該フレームには、該モジュール検査装置を自由に移動させるようにキャスターと、該モ
ジュール検査装置を動かないように固定するアジャスターフットを備え、
　前記キャスターは、高さ調整ができる機能を有していることを特徴とする真空処理装置
のモジュール検査装置。
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